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Abstract  

A variety of the surface micromachined electrothermal microactuators have been 
widely applied in various areas due to the high force provided at a relatively low 
input voltage. A new optimized V-beam electrothermal micro actuator is proposed 
for providing angular displacement & output force. The design concept and 
preliminary simulation results of V-beam actuators are presented in this research. 
Due to its optimized structural design, this V-beam actuator capable of generating 
maximum angular displacement, output force and exhibits good characteristics 
with high-level performance for industrial applications. 
This research employs particle swarm optimization method to search efficiently the 
optimal V-beam electrothermal micro actuator parameters of MEMS systems, as 
represented by the entropy generation rate. The proposed approach had superior 
features, including easy implementation, stable convergence characteristic, and 
good computational efficiency. 
In this study, we use the proposed method to design v- beam width, thickness, 
length, gap between beam and substrate and current density to obtain minimum 
entropy generation rate, the results show that the output force can be increase about 
40% compare to recent study. 
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 المستخلص
مختلѧѧѧف  فѧѧѧي مѧѧن المشѧѧѧغلات الدقیقѧѧѧة الكھروحراریѧѧة تѧѧѧم أسѧѧتخدامھا  علѧѧѧى نطѧѧѧاق واسѧѧع  مجموعѧѧات متنوعѧѧѧة

 شѧѧكل حѧѧرف  ھѧѧذا البحѧѧث یقتѧѧرح مشѧѧغل دقیѧѧق . نسѧѧبیا نظѧѧرا لعلѧѧو قوتھѧѧا المنتجѧѧة مѧѧن فولتیѧѧة منخفضѧѧة المجѧѧالات
)V (ى على بصورة مثلى للحصولѧة مثلѧة زاویѧرج وأزاحѧوة خѧق .ѧمیمال ھیمامفѧائج ال تصѧاة ونتѧةمحاكѧم  الأولیѧت

  .عرضھا فى ھذا البحث 
 ازاحѧة زاویѧة  تولیѧد سѧوف یكѧون قѧادرا علѧى -)V( شѧكل حѧرفالمشغل الدقیق  لھیكل فى أطار التصمیم الأمثل

  .الصѧѧѧناعیةیقѧѧѧات لأغѧѧѧراض التطب رفیѧѧѧع المسѧѧѧتوى أداء مѧѧѧع خصѧѧѧائص جیѧѧѧدةیعطѧѧѧى وخѧѧѧرج عظیمتѧѧѧان  قѧѧѧوة و
عѧѧѧن  مثلѧѧѧى بكفѧѧѧاءة للبحѧѧѧث )PSO( )سѧѧѧرب الطیѧѧѧور(مثѧѧѧل یسѧѧѧتخدم طریقѧѧѧة سѧѧѧرب الجسѧѧѧیمات الأ ھѧѧѧذا البحѧѧѧث

فѧѧѧى أنظمѧѧѧة المشѧѧѧغلات الكھرومیكانیكیѧѧѧة الدقیقѧѧѧة   )V( المتغیѧѧѧرات التѧѧѧى تѧѧѧؤثرعلى المشѧѧѧغل الѧѧѧدقیق حѧѧѧرف
)MEMS( بأستخدام الأنتروبیا .  
 میѧزة ة،یالأسѧتقرار سѧھولة التنفیѧذ،تشѧمل  المتفوقةطریقة البحث عن الحل الأمثل تمتاز بالعدید من الخصائص  

  .جیدةالكفاءة الحسابیة الو التقارب،
  الفѧراغ، الطѧول، السѧمك، لتصѧمیم العѧرض) سѧرب الجسѧیمات(تم استخدام الطریقة المقترحѧة   فى ھذه الدراسة

النتائج اثبتت انѧھ یمكѧن زیѧادة قѧوة الخѧرج ،  للحصول على أقل معدل أنتروبیا بین المشغل والقاعدة  وشدة التیار
    .من الدراسة السابقة% 40
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